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1.背景 半導体リソグラフィにおいては、マルチパタ

ーニングを用いたArF液浸リソグラフィがこれからも

主力として続くことが予定されている。マルチパター

ニングにおける微細化を実現させるためにはオーバー

レイ精度およびフォーカス精度が重要であり、光源は

波長を高精度で安定して計測し、制御しなければなら

ない。また、露光機は気圧による屈折率の変動の影響

を波長で補正するので、光源には波長可変機能が求め

られる。こうした要求を満たすために開発した高精度

で広範囲の計測が可能な波長計測器について、絶対精

度と再現精度について報告を行う。 

2.高精度化 波長計測器の絶対精度と再現精度を向

上させるためには、波長計測器内で分光を行うエタロ

ンの FSR(Free Spectral Range)を小さくすることが必要

である。しかし弊害として、波長可変に対応した広範

囲の計測ができないという問題がある。そこで、我々

の波長計測器は、FSR が小さいファインエタロンと

FSRが大きいコースエタロンを組み合わせて、高精度

と広範囲の測定を両立させている。 

3.絶対精度計測 波長計測器の絶対精度を評価する

ために、白金輝線を用いて絶対波長計との計測波長の

比較を行った。波長可変の広範囲に渡って絶対精度が

25fmであるという測定結果が得られた。これは目標で

ある 80fmを満足するものである。(図 2) 

4.再現精度計測 エキシマレーザは発進時に波長自

体がばらつきを持つ。そのため、単純に波長再現性を

測定しても、レーザ自体のばらつきと分離することが

できない。波長計測器の再現精度を評価するため、2

台の波長計測器で同一の光を計測し、両者の差分を取

ることでレーザのばらつきの影響を取り除いた。この

結果、目標の 3fm を満足するσ=1.27fm の再現精度が

得られることがわかった。(図 3) 

5.おわりに 波長計測器の精度は、次世代マルチパ

ターニング露光の要求仕様を満足することがわかった。 

 

図 1 波長計測器のシステム構成及び測定系模式図 

 

図 2  絶対精度確認試験結果 

 

図３ 再現精度確認試験結果 
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